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Аннотация. В работе синтезированы многослойные контактные системы Ti/Ag и Ti/Mo/Ag с нанострукту-

рованными пленками серебра двумя вакуумными методами — методом электронно-лучевого испарения и

ВЧ-магнетронного распыления. С помощью данных атомно-силовой микроскопии, рентгеновской ди-

фракции и масс-спектроскопии вторичных нейтралей в работе исследовано влияние метода нанесения и

режимов отжига на процессы зернообразования в серебряных тонких пленках и массоперенос между ме-

таллическими слоями контактной системы. Установлено уменьшение удельного поверхностного сопро-

тивления разработанных контактов и соответственно увеличение тока короткого замыкания гетеропере-

ходных кремниевых солнечных элементов
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ВВЕДЕНИЕ

Основными задачами современной фото-

энергетики являются повышение эффективно-

сти преобразования солнечного света и умень-

шение стоимости фотопреобразователей. Од-

ним из способов повышения эффективности

фотоэлектрических преобразователей (ФЭП)

является уменьшение электрических потерь в

нем за счет уменьшения последовательного со-

противления контактов.

На сегодня металлические контакты к сол-

нечным элементам изготавливаются по двум

известным технологиям: вакуумные методы

нанесения пленок (термическое испарение,

электронно-лучевое испарение, магнетронное

распыление) [1, 2] и метод трафаретной печати

[3–5]. Более технологичным и дешевым мето-

дом, который широко используется в промыш-

ленности, является метод трафаретной печати.

Однако данный метод характеризуется рядом
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